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(57)摘要

本实用新型实施例公开了一种可准确定位

的铂薄膜电阻温度计，包括圆柱状的玻璃基底和

套设在所述玻璃基底外部的金属外壳，所述金属

外壳与所述玻璃基底烧结在一起，所述金属外壳

的端面与所述玻璃基底的端部齐平，所述金属外

壳的外表面设置有螺纹，玻璃基底内部沿轴向设

置有两条平行的金属导线丝，玻璃基底的两端分

别为A端和B端，金属导线丝的一端延伸至A端且

与A端的端部齐平，另一端则延伸出B端端部，本

实用新型利用金属外壳的螺纹连接来实现电阻

温度计的精确定位，使铂薄膜与模型表面齐平，

且铂薄膜附近没有其余部件的干扰，可避免气流

扰动，从而得以实现精确检测。
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1.一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，其特征在于，包括圆柱状的玻璃基底(1)和套

设在所述玻璃基底(1)外部的金属外壳(6)，所述金属外壳(6)与所述玻璃基底(1)烧结在一

起，所述金属外壳(6)的端面与所述玻璃基底(1)的端部齐平，所述金属外壳(6)的外表面设

置有螺纹。

2.根据权利要求1所述的一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，其特征在于，所述玻璃

基底(1)内部沿轴向设置有两条平行的金属导线丝(2)，所述玻璃基底(1)的两端分别为A端

(3)和B端(4)，所述金属导线丝(2)的一端延伸至所述A端(3)且与所述A端(3)的端部齐平，

另一端则延伸出所述B端(4)端部。

3.根据权利要求2所述的一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，其特征在于，所述A端

(3)的端部经过抛光打磨而光滑平整，且所述A端(3)表面经真空溅射形成铂薄膜(5)，所述

铂薄膜(5)与所述金属导线丝(2)相接。

4.根据权利要求3所述的一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，其特征在于，所述铂薄

膜(5)的厚度为0.1μm～1μm。

5.根据权利要求1所述的一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，其特征在于，所述玻璃

基底(1)的为直径1.8mm～2.2mm，所述玻璃基底(1)的外形椭圆度<0.05。

6.根据权利要求3所述的一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，其特征在于，所述金属

导线丝(2)的直径为所述玻璃基底(1)直径的1/10，两个所述的金属导线丝(2)的间距≥

1mm。

7.根据权利要求3或4所述的一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，其特征在于，所述

铂薄膜(5)与所述金属外壳(6)之间绝缘。
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一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计

技术领域

[0001] 本实用新型实施例涉及电阻温度计技术领域，具体涉及一种可准确定位的铂薄膜

电阻温度计。

背景技术

[0002] 通常，用于高超声速风洞测热试验的铂薄膜电阻温度计是在玻璃基底上溅射上铂

金膜，经500℃高温老化后，再在玻璃基底两侧刷银浆，以连接导线。银浆为手工刷涂，刷涂

后也要经500℃高温老化后，方可焊接导线。

[0003] 在使用过程中，铂薄膜电阻温度计要加载恒流源，使其两端电压为1V。因此，需要

传感器与金属模型绝缘。通常采用裹透明胶纸的方式。由于银浆与玻璃基底的结合度并不

高，很容易随胶纸一起剥落。同时，由于制作过程需要经过多次经500℃高温老化，过程较为

繁琐。

[0004] 而且由于在使用铂薄膜电阻温度计时需要将其安装在模型上，一般是在模型上设

置一个与铂薄膜电阻温度计相对应的圆柱孔，铂薄膜电阻温度计安装在圆柱孔内，且铂薄

膜要与模型的表面齐平。一般的，为使圆柱准确定位在圆柱孔内，会在圆柱体表面设置螺纹

槽，通过螺纹连接达到准确定位，但是铂薄膜电阻温度计的主体为玻璃材质，难以在其表面

进行开槽处理，即使进行开槽处理，也容易在螺纹挤压力的作用下破损，上述的困扰会致使

铂薄膜电阻温度计无法准确定位在圆柱孔内，铂薄膜面难以与模型的表面齐平，从而影响

铂薄膜电阻温度计的检测精度。

实用新型内容

[0005] 为此，本实用新型实施例提供一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，以解决现有

技术中由于铂薄膜电阻温度计的主体为玻璃材质，难以在表面开槽，强行开槽处理也容易

在螺纹挤压力的作用下破损，从而铂薄膜电阻温度计无法准确定位，铂薄膜面也就难以与

模型的表面齐平，影响铂薄膜电阻温度计的检测精度的问题。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型的实施方式提供如下技术方案：

[0007] 一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，包括圆柱状的玻璃基底和套设在所述玻璃

基底外部的金属外壳，所述金属外壳与所述玻璃基底烧结在一起，所述金属外壳的端面与

所述玻璃基底的端部齐平，所述金属外壳的外表面设置有螺纹。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案，所述玻璃基底内部沿轴向设置有两条平行的金

属导线丝，所述玻璃基底的两端分别为A端和B端，所述金属导线丝的一端延伸至所述A端且

与所述A端的端部齐平，另一端则延伸出所述B端端部。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案，所述A端的端部经过抛光打磨而光滑平整，且所

述A端表面经真空溅射形成铂薄膜，所述铂薄膜与所述金属导线丝相接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选方案，所述铂薄膜的厚度为0.1μm～1μ  m。

[0011] 作为本实用新型的一种优选方案，所述玻璃基底的为直径  1.8mm～2.2mm，所述玻
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璃基底的外形椭圆度<0.05。

[0012] 作为本实用新型的一种优选方案，所述金属导线丝的直径为所述玻璃基底直径的

1/10，两个所述的金属导线丝的间距≥1mm。

[0013] 作为本实用新型的一种优选方案，所述铂薄膜与所述金属外壳之间绝缘。

[0014] 本实用新型的实施方式具有如下优点：

[0015] 本实用新型通过在玻璃基底外部预烧结金属外壳，并在金属外壳表面设置螺纹，

通过金属外壳与模型的螺纹连接实现电阻温度计的精确定位，使铂薄膜与模型表面齐平，

且铂薄膜附近没有其余部件的干扰，可避免气流扰动，从而得以实现精确检测。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对实

施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地，下面描述中的附

图仅仅是示例性的，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

[0017] 本说明书所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供

熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术

上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能

产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范

围内。

[0018] 图1为本实用新型实施方式中的整体结构示意图。

[0019] 图中：

[0020] 1-玻璃基底；2-金属导线丝；3-A端；4-B端；5-铂薄膜；6-金属外壳。

具体实施方式

[0021] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本

说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效，显然，所描述的实施例是

本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通

技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护

的范围。

[0022] 如图1所示，本实用新型提供了一种可准确定位的铂薄膜电阻温度计，包括圆柱状

的玻璃基底1，玻璃基底1内部沿轴向设置有两条平行的金属导线丝2，玻璃基底1的两端分

别为A端3和B端4，A端3的端部经过抛光打磨而光滑平整，金属导线丝2的一端延伸至A端3且

与A端3的端部齐平，另一端则延伸出B端4端部，A端3表面经真空溅射形成铂薄膜5，铂薄膜5 

与金属导线丝2相接，其中，铂薄膜5的厚度为0.1μm～1μm，玻璃基底1  的为直径1.8mm～

2.2mm，玻璃基底1的外形椭圆度<0.05，金属导线丝2的直径为玻璃基底1直径的1/10，两个

金属导线丝2的间距≥1mm，所述铂薄膜5与所述金属外壳6之间绝缘。

[0023] 在本实施方式中，通过在玻璃基底1内预埋金属导线丝2来进行通电，替代现有技

术中在玻璃基底1两侧刷银浆的方式，无需手动刷银浆，并且在整个电阻温度计生产过程

中，只有在A端3表面经真空溅射形成铂薄膜5  后需要经500℃高温老化后，从而可以简化膜
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电阻温度计的制作过程，并且也无需为了保持绝缘，在玻璃基底1的表面裹透明胶纸，避免

了由于银浆与玻璃基底1的结合度并不高，容易随胶纸一起剥落的问题，从而简化膜电阻温

度计的制作过程，简化操作，提升膜电阻温度计的生产质量。

[0024] 在本实施方程中，只有在A端3表面经真空溅射形成铂薄膜5后需要经  500℃高温

老化后，从而可以简化膜电阻温度计的制作过程。

[0025] 在使用本实施方式时，铂薄膜电阻温度计需要安装在模型上，一般是在模型上设

置一个与铂薄膜电阻温度计相对应的圆柱孔，铂薄膜电阻温度计安装在圆柱孔内，且铂薄

膜要与模型的表面齐平。在现有技术中，为使圆柱体准确定位在圆柱孔内，会在圆柱体表面

设置螺纹槽，通过螺纹连接达到准确定位，但是铂薄膜电阻温度计的主体为玻璃材质，难以

在其表面进行开槽处理，即使进行开槽处理，也容易在后续的螺纹挤压力的作用下破损，上

述的困扰会使铂薄膜电阻温度计无法准确定位在圆柱孔内，铂薄膜5面难以与模型的表面

齐平，从而影响铂薄膜电阻温度计的检测精度。

[0026] 为了解决上述缺陷，如图1所示，本实施方式中玻璃基底1外部套设有金属外壳6，

金属外壳6与玻璃基底1烧结在一起，金属外壳6的端面与所述玻璃基底1的端部齐平，所述

金属外壳6的外表面设置有螺纹，金属外壳6螺纹连接在模型上，并通过螺纹连接的作用使

金属外壳6的端面与模型表面齐平，也即是使铂薄膜5与模型表面齐平，且铂薄膜5附近没有

其余部件的干扰，可避免气流扰动，从而得以实现精确检测。

[0027] 并且，本实施方式通过设置预埋引线的玻璃基底1，替代现有技术中在玻璃基底1

两侧所刷的银浆，也就避免了手工刷涂银浆给电阻温度计带来的外形不平整的困扰，同时

通过设置金属外壳6，在金属外壳6设置螺纹面，利用金属外壳6的螺纹连接来实现铂薄膜电

阻温度计的精确定位，使铂薄膜5与模型表面齐平，且铂薄膜5附近没有其余部件的干扰，可

避免气流扰动，从而得以实现精确检测。

[0028] 虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述，但

在本实用新型基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见

的。因此，在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本实用新型要

求保护的范围。

说　明　书 3/3 页

5

CN 210893460 U

5



图1
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